
 

Miloš Frantlović 
Istraživač saradnik 

 
 

C-1162-2016 

 
 

Address: Centar za mikroelektronske tehnologije, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, 
Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija 
 

 

Telephone: +381 11 2628 587  

Fax: +381 11 182 995  

E-mail: frant@nanosys.ihtm.bg.ac.rs  
 

Short Biography: Miloš Frantlovid je istraživač-saradnik Centra za mikroelektronske tehnologije (CMT) Instituta za hemiju, 
tehnologiju i metalurgiju (IHTM) Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom 
fakultetu u Beogradu. 
 
Njegove oblasti interesovanja obuhvataju elektronske merne instrumente, senzore, mikroelektromehaničke i 
nanoelektromehaničke sisteme (MEMS i NEMS).  
 
Osnovao je Laboratoriju za elektroniku i merne instrumente Centra za Mikroelektronske tehnologije, kojom 
rukovodi. Inicirao je istraživanja i razvoj inteligentnih industrijskih instrumenata u IHTM-u. Najvažniji praktični 
rezultati obuhvataju seriju inteligentnih industrijskih transmitera pritiska, nivoa tečnosti i temperature. Ti 
proizvodi su zasnovani na originalnim rešenjima i primeni MEMS senzora i tehnologija razvijenih u CMT-u. Po 
performansama su uporedivi ili bolji od skupljih inostranih proizvoda, dok im je pouzdanost potvrđena u teškim 
uslovima industrijske primene. Najvažniji korisnici su Elektroprivreda Srbije i  postrojenja za preradu vode. 
 
Učestvovao je u vedem broju domadih i međunarodnih projekata, uključujudi i projekat "REGMINA" iz programa 
FP-7 Evropske Unije (2008 – 2011). Sada je angažovan na projektu "Mikro, nano-sistemi i senzori  za primenu u 
elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine" (TR-32008) Ministarstva prosvete, nauke i 
tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
 
Miloš Frantlovid je autor ili koautor naučnih radova u međunarodnim časopisima i brojnih konferencijskih 
radova. Učesnik je međunarodnih i domadih konferencija iz oblasti MEMS/NEMS, senzora, elektronike i 
telekomunikacija. 
 
Recenzent je međunarodnih časopisa Nanoscale i Microelectronics Engineering. Bio je član Tehničkog komiteta 
međunarodne konferencije IcETRAN 2014. 
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